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加工平台

研 磨

基本规格１

Φ610mm研磨平台外径

50-300rpm研磨平台转速

50-200rpm加工轴转速

2轴加工轴

5-300kg加工轴负载

Φ250mm工作板

基本规格２

带自动开槽机构端面机构

3.5kw（伺服电机）研磨平台主轴电机

1kw x 2（伺服电机）加工轴承电机

400w＋100kw端面机构

1200x1990x1765尺寸（WxLxHmm）

1500重量（kg）

基本规格


